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イエッチング，反応性溶液中のレーザー誘起ウェットエッチングの研究を行った。 CC1 4 と CC1 2 F 2 ガス
雰囲気中のレーザー誘起ドライエッチングでは，ヘッドトラックの輪郭を形成するために必要な高精度
(最小線幅0.8μm) ，高エッチングレート (68μm/ S ) ，高アスペクト比 (12) が得られた。エッチン
グ特性は結晶方位依存性，偏光方向依存性を持っており，高精度ドライエッチングでは，これらの影響
を考慮しなければならないことが分かった。そして， H 3P0 4 溶液中のレーザー誘起ウェットエッチン
グでは，ヘッドトラック形成のための高速大量除去に必要な高エッチングレート (340μm/ s) が得
られた。また，光ガイド効果を利用して，高いアスペクト比 (40) を持つ微細壁構造を形成した。ヘッ
ドギャップ安定化とコイルのマスクレス加工を目指して，フェライト基板上の Si0 2 埋め込みラインと

















さらに，この成果に基づいて，最小加工線幅0.8μm，最大加工速度340μm/ S ，加工アスペクト比40 の
高精度加工技術を確立した。また，フェライト加工層に単一のフ。ロセスで ニッケルや銀の導伝性膜や
シリコン酸化膜などの絶縁膜を埋め込み形成する方法を確立した。さらに，高エネルギーイオンビーム
とレーザープロセスを組み合わせることにより，加工特性を制御改善できることを明らかにした。
これらの研究は，レーザー加工技術が磁性セラミックス材料の精密加工に用いられるための基礎技術
を確立したものであり，レーザー工学の発展に寄与するところ大である O よって工学博士論文として価
値あるものと認める。
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